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アモルファス合金を得ることを主眼において,従来はほとんど用いられていないイオン･ビ
ーム･スパッタリング(IBS)で単金属および合金の薄膜を作製した｡本 IBS装置は次の
特色をもっている｡
1. イオンの発生,加速,スパッタ,膜形成が分離 して行われるので実験条件を独立に制御で
きる｡
2. ターゲットおよび基板を直接グロー放電にさらさないので残留不純ガスが極めて少ない高
真空中で純粋な試料の作製ができる｡
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